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１． 概要（Summary） 

我々の研究チームでは polydimethylsiloxane 

(PDMS)形成型の作製において、SU-8 レジストを使用し

ている。SU-８にはいくつかのグレードがあり、そのグレー

ドと塗布の回転数を変更することにより所望の膜厚を得る

ことができる（Fig.1）。 

 

 
Fig. 1 SU-8（カタログより） 

 

しかし、実際の膜厚は CR 内の温度、SU-8 の状態等

塗布環境により変化することがわかっている。今回 SU-8

を用いて試作を実施するにあたり、京都大学桂キャンパス

CR内施設の環境下での条件出しを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

MIKASA製スピンコーター 

両面マスクアライナ露光装置(PEM-800) 

 

【実験方法】 

検証基板として Si 基板を使用し，SU-８の塗布は

MIKASA製スピンコーターにて行った。膜厚 20um付近

を狙いとするため、SU-8 3010、SU-8 3025の 2種類の

グレードを用いサンプル作成を行い、膜厚分布の確認を

行った。塗布条件は以下のとおりである。 

  Slope ５ｓ → 500rpm 10s → Slope 11.7s  

→ 1000rpm[3010]、4000 5000rpm[3025] 30s 

  Soft Bake  95℃ 10min 

 膜厚測定は 30mm×40mm の矩形領域の各コーナー

部を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Table1に各条件での測定結果を示す。3010 /1000rpm、 

3025/4000ｒｐｍでカタログ値よりも 10%程度薄く形成され

ることが分かった。 

 Table １.    Result 

 

また、今回の測定領域ではばらつきも小さいことが確認で

きた。 

 今回の結果をもとに、今後の試作条件の決定を行う。 
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Grade rpm Point1 Point2 Point3 Point4 average
3010 1000 16.80 16.81 16.80 16.67 16.77
3025 4000 18.11 18.13 18.22 17.99 18.11
3025 5000 15.61 15.52 16.14 15.13 15.60


